
书书书

第４５卷第７期

２０１６年７月 　　　　　　　　　　　　
光　子　学　报

ＡＣＴＡ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＡ　ＳＩＮＩＣＡ
Ｖｏｌ．４５Ｎｏ．７
Ｊｕｌｙ　２０１６

　　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　ｉｔｅｍ：Ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｉｇｈ－ｔｅｃｈ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｐｒｏｇｒａｍ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ（Ｎｏ．Ｏ８６６３ＮＪ０９０），ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｏｇｒａｍ　ｏｎ　Ｋｅｙ
Ｂａｓｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ（Ｎｏ．２０１１ＣＢ０１３２００５），ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ（Ｎｏ．６１０３６０１５）

Ｆｉｒｓｔ　ａｕｔｈｏｒ：ＺＨＥＮＧ　Ｌｉ－ｇｏｎｇ（１９６９－），ｍａｌｅ，ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙ　ｆｏｃｕｓｅｓ　ｏｎ　ｕｌｔｒａ－ｐｒｅｃｉｓｅ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ
ｏｐｔｉｃｓ．Ｅｍａｉｌ：ｚｈｅｎｇｌｇ＠ｃｉｏｍｐ．ａｃ．ｃｎ
Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ａｕｔｈｏｒ：ＷＮＡＧ　Ｘｉａｏ－ｋｕｎ（１９８０－），ｍａｌｅ，ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙ　ｆｏｃｕｓｅｓ　ｏｎ　ｕｌｔｒａ－ｐｒｅｃｉｓｅ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｏｐｔｉｃｓ．Ｅｍａｉｌ：ｊｉｍｗｘｋ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
Ｒｅｃｅｉｖｅｄ：Ｊａｎ．１３，２０１６；Ａｃｃｅｐｔｅｄ：Ｍａｒ．１５，２０１６

ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｐｈｏｔｏｎ．ａｃ．ｃｎ

ｄｏｉ：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１６４５０７．０７２２００１

大口径离轴凸非球面的加工和检测

郑立功，王孝坤，薛栋林，李锐钢，张峰，张忠玉，张学军
（中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室，长春１３００３３）

摘　要：将光学系统波像差检验技术与子孔径拼接测试技术相融合提出了凸非球面系统拼接检测方法，

对该方法的原理和实现步骤进行了分析和研究，并建立了合理的子孔径拼接数学模型．依次利用计算机

控制光学表面成形技术和磁流变抛光技术对一包含大口径凸非球面的离轴三反光学系统的各反射镜进

行加工，并对整个系统进行装调和测试．测定光学系统各视场的波像差 分 布，通 过 综 合 优 化 子 孔 径 拼 接

算法和全口径面形数据插值求解得到 大 口 径 凸 非 球 面 全 口 径 的 面 形 信 息．结 合 工 程 实 例，对 一 口 径 为

２９２ｍｍ×１８３ｍｍ的 离 轴 非 球 面 次 镜 进 行 了 系 统 拼 接 测 试 和 加 工，其 最 终 面 形 分 布 的 均 方 根 值 为

０．０１７λ（λ＝６３２．８ｎｍ）．
关键词：光学加工；光学检测；凸非球面；计算机控制光学表面成形；磁流变抛光；子孔径拼接
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